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１．概要（Summary） 

現在研究を行っている機能性酸化物薄膜を用いたセ

ンシングアプリケーションを構築するために，マイクロオー

ダーの加工プロセスを理解する必要がある．しかしながら，

本学ではこれらの技術を習得することが困難である． 

そこで，我々は当プラットフォームを利用し，MEMS 加

工プロセスについてバイオセンサーの形成をテーマとして

技術および知識面の指導を受けた． 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

設計・T-CAD 用ワークステーション、PDMS 加工装置、

深堀エッチャー 、マスクレス露光装置 

【実験方法】 

バイオセンサーとして利用するマイクロ流路は CAD に

よりマスクレス露光パターンを設計した．Si基板を洗浄し，

レジストを塗布後，マスクレス露光機を用いてレジストを硬

化，深堀エッチャーを用いて流路となる高さをエッチング

した． 

レジストを除去した Si基板に PDMS溶液を流し込み，

熱硬化処理によって流路を作成した．その後，親水化処

理したガラス基板と貼り合わせて流路基板を形成した． 

作成した流路の通流テストは，光学顕微鏡とメチレンブ

ルー水溶液を用いて、流路を通過する様子を視認した． 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 作成した流路を図１に示す．接触段差系で計測した鋳

型として深堀エッチャーによる深さは，約 60 mでエッチ

ングレートは約 1.76 m程度であった．PDMSで作成し

た流路は，Si 基板を鋳型として利用した．流路の形状か

らエッチングガスを SF6，パッシベーションは C4F8 を利

用することで，Si基板のエッチングの異方性が制御されて

いることがわかる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 PDMS microfluidics on glass plate 

更に，光学顕微鏡とメチレンブルー水溶液を用いて流路

の通流テストを行った(図 2)．メチレンブルー水溶液は

PDMS の流路内を通過し，液体が流路外へ漏れ出すこと

はなく，PDMS とガラス基板が強固に接着されていること

が確認された． 

 

Fig. 2 Flow test of PDMS microfluidics 
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